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(57) Abstract: Disclosed are a production method and a micro mechanical component, in which porous silicon (106) is used as a 
sacrificial layer and a functional layer (130) is exposed by etching away the sacrificial layer. 

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Herstellungsverfahren und ein mikromechanisches Bauelement vorgeschlagen, bei dein po- 
roses Silizium (106) als Opferschicht dient und durch Wegatzen der Opferschicht eine Funktionsschicht (130) freigelegt wird. 
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